
ポーラスチャック

◎豊富なポーラス体ラインナップ
　当社独自の技術により、基台とポーラス体の お客様の用途に合わせて材質を選択でき、　 

　界面は、一体構造を有しています。これにより、 気孔径及び気孔率は、以下の範囲で制御 

　非常に優れた吸着面の平面度を得ることが 可能です。

　可能になります。 　　・ 材質    ： アルミナ，炭化ケイ素 

　　・ 気孔径 ： 5，10，30，70μm 

　　・ 気孔率 ： 30～60% 

◎形状は自由自在 
　 丸型でも角型でもお客様のニーズにお応えします。 
   通気溝パターンも任意に形成可能です。 

界面は高密着性を有する 

ポーラスと基台の密着強度 

　　⇒ポーラス強度以上

【特性】

【用途】 【使用例】

○ 液晶ガラスの搬送用治具

○ 各種、測定装置、検査装置の固定治具
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◎ポーラスと基台が一体構造

○ シリコンウエハの加工用固定治具
　（ダイシングソー ，グラインダー ，ポリッシャ）

○ その他、フィルムシートや金属基板など
　　の加工用固定治具

0.5mm

4.6 x 10-64.7 x 10-67.6 x 10-67.4 x 10-6線膨張係数（/℃）
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Challenge the next generation with ceramics!

この製品仕様及びカタログ値は参考であり、予告無く変更する事があります。
無断ｺﾋﾟｰ･転載禁止。


